
多機能電子顕微鏡JEM-F200 F2 は、

現在、そして今後多様化する要望に応えるために開発された、新世代の顕微鏡です。

F2では顕微鏡の本体性能の追求はもちろん操作する人を中心とした統合制御環境を開発し、

直感的で快適な操作環境を提供しました。

JEM-F200



※外観・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

1.  Smart design
 New design combining ease of use, high performance, 
 high stability, remote control capability
2.  Quad-Lens condenser system
 Easy selection of illumination conditions
3.  Advanced scan system*
 High stabilized multifunction STEM
4.  Pico stage drive
 Fast and precise stage combining new actuator and piezo drive
5.  “SpecPorter”
 Holder auto loading system
6.  Improved Cold FEG*
 High brightness with small energy spread
7.  Dual SDD*
 Highly efficient analysis
8.  Environmental Friendly
 Save energy by ECO mode
                                                                              * はオプション    

分解能

　TEM粒子像  0.19 nm

　TEM格子像  0.10 nm

　STEM-HAADF像  0.14 nm

倍率 TEM x20～x2.0 M

 STEM x200～x150 M

電子銃 ショットキー形電子銃 or 冷陰極電界放出形電子銃

加速電圧 20～200 kV

最大試料傾斜角 ±80度（高傾斜ホルダー使用時）

主なオプション エネルギー分散形X線分光器（EDS）、電子線エネルギー損失分光器（EELS）、デジタルカメラ

室温　 15～25 ℃（変動1℃/h 以下）

湿度　 60 %以下

本体電源　 単相200 V、10 kVA

冷却水　 水量：10 L／min、水温：15～20 ℃ 変動0.1 ℃／h 以下

床面積 4,000 mm(W) X 5,000 mm(D) 以上

天井高さ TFEG構成：3,000 mm以上，CFEG構成：3,200 mm 以上

出入口 1,000 mm(W) X 2,000 mm(H) 以上 

設置条件

仕　様

No.1301G513C(Bn)


